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摘要(译)

提供一种制造有机EL面板的方法，其能够形成有机发光层而不会刮擦形
成在下面的有机层。通过在用于蒸发发光层的掩模上放置与基板保持间
隔开的掩模，在空穴注入电极上蒸发有机发光材料，形成有机发光层。
通过在掩模的底表面与隔离物的顶表面接触的同时放置掩模，可以将掩
模与形成在衬底上的空穴传输层隔开。尽管在有机发光层的彩色层连续
沉积步骤期间需要微调掩模的位置，但是通过在掩模与基板保持间隔的
同时执行定位，可以降低可能性掩模划伤空穴传输层。
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